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摘要(译)

提供了一种超声成像系统和方法，其能够校正相移效应以对活体中的声
阻抗的实际变化进行成像。 超声波探头将超声波束发射到物体以接收回
波。发射波束形成器根据控制系统控制下的信号，在与发射焦点匹配的
延迟时间内通过发射/接收SW将发射信号发射到探测器。从物体返回到
探头的超声信号被探头转换成电信号，以通过发射/接收SW传输到复合
接收波束形成器。复合接收波束形成器根据接收定时执行动态焦点调节
延迟时间。相移校正部分使用复数波束形成器的输出来输出实部和虚部
的光束以校正相移。由于频率相关的衰减，在光束的横向方向上校正相
移，或者校正两者。在相移校正之后，声阻抗变化量操作部分获得关于
声阻抗的空间位置的导数。经过滤波处理的信号是通过显示部分上的扫
描转换器显示的图像。
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